NOMBRE: TECNICAS DE SINTESIS DE NANOESTRUCTURAS

CLAVE: O

CICLO: 2-3 SEMESTRE

PERFIL DEL DOCENTE: DOCTOR EN CIENCIAS (FISICO/MATEATICAS)
HRS./SEM.: 4 (3 hrs. en el aula 1 hr. en el lalwia}

OBJETIVO EI estudiante obtendra los conocimientos necesat®dos métodos, equipos y técnicas
experimentales mas importantes sobre sintesisagtegizacion de materiales nanoestructurados. Ashm
tendrd una amplia visién de la utilizaciéon de talesocimientos para permitirle la elaboracion detquolos
de sintesis en funcién de las aplicaciones exiggdas materiales.

1.-Introduccién a las nanoestructuras Interés en las nanoestructuras y perspectivas wacgdn de las
nanociencia y la nanotecnologia. Clasificaciénfipgue de estudio de la sintesis de nanomateriales.
2.-Nanoestructuras de dimensién cero: nanoparticulasNanoparticulas por nucleacion homogénea:
Crecimiento subsecuente del nucleo; sintesis depaaticulas metalicas, semiconductoras y oxidadas;
reacciones en fase vapor; segregacion de fasestadoesélido. Reacciones en fase vapor. Nanopkasipor
nucleacién heterogenea: Fundamentos y sintesieu@particulas. Sintesis de nanoparticulas bajdiciné
controlada: Sintesis en micelas inversas o usandm@mulsiones; sintesis por aerosol; terminaciéh d
crecimiento; pirolisis por spray; sintesis basadteenpletes. Nanoparticulas core-shell epitaxiales
3.-Nanoestructuras de una dimension: nanoalambres, natubos. Crecimiento espontaneo: Crecimiento
por evaporacion (disolucién) condensacion; creaitoigoor Vapor (o solucién) liquido — sélido (VLS o
SLS); recristalizacion inducida por estrés. SisteBasado en templetes: Deposicion electroquimica;
deposicion electroforética; llenado de templetes gispersion coloidal, por solucién y fundicién, rpo
deposicién de vapor quimico y por deposicién paotrdfegacion. Electrorotacion. Litografia.
4.-Nanoestructuras de dos dimensiones: Peliculas detizss. Fundamentos del crecimiento de peliculas.
Ciencia y tecnologia del vacio. Deposicidon Fisieavhpor: Evaporacion; epitaxia por hazes molecsjare
pulverizacion catédica. Deposicién por vapor fidie¥'D); deposicion por vapor quimico (CVD). Depasic

por capas atomicas. Super-redes. Autoensambladdiculde de Langmuir-Blodgett. Deposicion
electroquimica. Peliculas sol-gel.

5.-Nanoestructuras fabricadas por métodos fisicosLitografia: Fotolitografia; litografia electrénica;
litografia de rayos X; litografia por hazes de ®nfecalizados. Nanomanipulacion y nanolitografia:
Microscopia de barrido por tunelamiento; microsaogé fuerza atémica; microscopia 6ptica de campo
cercano. Litografia suave; litografia de micro @mo; litografia por moldeado; litografia por nanpresion;
nanolitografia tipo “dip-pen”. Ensamblado de namntipgalas y nanoalambres: Fuerzas capilares; int&naes

de dispersion; ensamblado asistido por fuerzaszd#a; por templete y por campos eléctrico y giaional;
ensamblado unido covalentemente. Otros métodoamta ynmicro fabricacion.
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Técnicas de ensefianza sugeridas
Exposicion oral
Exposicion audiovisual
Ejercicios dentro de clase
Seminarios
Lecturas obligatorias
Trabajos de investigacion
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Préacticas en taller o laboratorio
Préacticas de campo
Otras:
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Elementos de evaluacion sugeridos
Examenes parciales
Exadmenes finales
Trabajos y tareas fuera del aula
Participacion en clase
Asistencia a practicas
Otras:
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Se evaluard con un peso de un 20% de la calificgrada las tareas, un 30% para practicas en eblaiio,
10% para la participacion en clase y 40% para eramparciales y final.



